
※１ ＳＬ４３６ＲＤ-ＭＸの場合 他のIR/ＳＨＧ個体レーザモデルも準備
※２ ＳＬ４３６ＲＤ-ＭＸとＳＬ４３６Ｋとの比較
※３ ＳＬ４３６ＲＤ-ＭＸの機能



ＳＬ４３６ＲＤ－ＭＸ

855（W） × 1330（D） × 1320（H）、約800kg 855（W） × 1330（D） × 1320（H）、約800kg
レーザ電源 ： 280（W） × 500（D） × 400（H）､約30kg

内部モニタ：約25～80倍、外部モニタ：約85～260倍（外部モニタはオプション）モニタ光学系（デジタルカメラ）※2

300L/min

ＳＬ４３６ＲＤ－５Ｅ/５ＥＳ

※3

※1 加工集光径は加工範囲、エキスパンダ倍率によって異なります。加工集光径は設計値であり、実際の加工幅とは異なります。加工集光径を小さくする場合加工エリアが狭
くなる場合があります。　※2 デジタル倍率変更は、モニタ画面上のスクロールにて設定可能です。内部モニタソフト倍率1.0x≒総合倍率45倍（設計値）、外部モニタソフト
倍率1.0x≒総合倍率98倍（設計値）　※3 Rの単位（kΩ）　※4 エアーは常時供給が必要です。光学系のエアパージ用。

※4エアー常時供給

（NEC相模原事業場内）
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集塵装置、載物台、プローブカード、超低抵抗用測定精度対応、超高抵抗用測定精度向上対応
スキャナ、0603/0402（mm）基板対応用：各種補正機能（画像認識、θ位置補正等） 他

10mΩ～100MΩ


